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진공게이지 교정장치 개발In-situ [ I ]
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진공기술은 반도체 디스플레이 제조공정 박막 태양전지 등 첨단산업에 없어서는 안되는, , ,
중요한 기술 중 하나이다 위와 같은 진공공정 장치에 부착되어 공정의 압력을 측정하는데.
사용되는 진공게이지는 제품의 신뢰성을 위하여 교정이 필요하다 종래의 게이지의 교정방법.
은 사용하는 장치에서 게이지를 탈착하여 교정장치에 부착시켜 교정을 받아야 하기 때문에
진공장치의 작동을 중지하고 교정실험실에 이동하여 교정한 다음 다시 부착하여 진공장치를
가동해야 하기 때문에 시간 및 경제적인 손실이 매우 컸다 이런 문제를 해결하기 한국표준과.
학연구원 진공센터에서는 진공장치에 부착되어 있는 진공게이지를 탈착이나 이동없이 In-situ
상태에서 비교교정이 가능한 장치와 교정방법을 개발하였다 본 발표에서는 교정장치 개발.
단계에서 설계 개념 및 장치제작에 관해서 보고한다.




